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Sei'h raeht als {5 Jahren bewähren stch Jenaer lrlterferenz-

nrj-kfoskope vom llryp INTIRPHAKü zur Lösutrg un"üersch*edLloh*

ster Aufgaben. AIs eine der Hauptanwenüungen hat sleh

dle Sestimmung von Schlchtdlcken ln der l lalbleiterfor*

schuhg und -lndustrle herauskrlstall isiertn

Das blsher ft ir dteses Meßprobl,em angebotene Auflleht-

Interferenrrnikroskop n?IVAt lnterphalco wurele tm Rstrmen

d.er Einfühnrng der neuen Relbe der JINA-MIKRüSK0PB 250*üF .

durch das JINAWRT lnterphalto ersetz'b. Unt*r Belbehal'tung

des bewährten Meßpri.nrips konntenldie Jus"tti.et"u:lg und cll"e

Messung nlt dera Gerät wesentllch veretnfaclrt uncl clLe

Abblldungsqualit i i t erhöht werden.

11e folgenÖen Ausführungen sollen rlem Annerrd.er üte $pezlflk

d.er Interferenznnikroskopie gegentiber anöeren gebräuchllohen

,$chi*lrtdlukenmeßverfahren erläuter:n, einen Üherhl^lck zu clen
.p:,m JillülrWRI ln'berphalco möglictren Meßmethoden geben und

i{lnwetse zur Augwa}rl einer opti-ma}en Gerii, ' tekonfigt:ratlon

J. ief  erno

"i,r-"-. {ss€*Strssjesfl gElehtür q$esp"eü.*stu*&,s*$ro"q*.s$*€äs äüs&&
In der i{a}bl-eltertechnlk existl.ert etn br'eltes ,5i:eietruri vorl

isl.*h"bx":ls*hen, opti.schen und inech;ffiiscile: Mclllvel:Jlreiir-etn zur

ir:i:stiiliffiun+j öer lli-cke .von l,eitersijgen u.r:,ü iilur^l"i-*hen. d.-rrr:ctt

Är:faa"mpfeu o$er Auf*putter* bxwo durch l ie::at-ts:i i ' l :*en *n'i,-

n t r.lnrd. er: *n $'h:ruktlli"" en,"
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ü1t der Messung des tli lderstanrles bzwo der Kapazltät
bei lel tenden bzw. nloht lel tenden Schlchten sind Dlckm
bls 1 nrn prlnzlplell neßbar. Bei komplexen Strukturen
slnd cler Methotle j  edoch Grenaen gesetzt.
nlne weit verbreLtete Meßtechnlk beruht auf dem Schwtng-
quarzverfahren, be1 d.en tlber die Verstlnnung elnes 0s211-
lators d. le Schlelxtdldce best lnmbar lst.  Ste elgnet sl .ch
filr dle Messung wälrend der Sohlchtherstel}ung 1m Vakrrum.
Dle nlntrnale Dlcke l legt bei 0r 5nm, eC.ne zusätzl lohe

Kallbrl erung lst unvermeldbar.
Unter den optlschen l \ iethod.en besltzb die Fotometr le eLne
besondere Bedeutung. Im Gegensatz zu der sohnellen und,
elnfachen Meßwertgewlnnung, 1st d.le Auswertung nur unter
Xlnsatz urn RecheoteCnntt und unter.Slnbezlehur:g ron
entsprechenden Elchwerten nögLlch, da dte I tef lexions-
und Transmtsslonswerte stark materlal- unct wellenIängen-
abhiinglg slnrl. ner Meßbereioh l1egt zwlsohen 5nm und.
2 ,urn.
Höchste Genautgkelt und den VortelI d.er Absolutrnessung
bletet dle nl l ipsometr le. Sle lst vorrvlegend f l t r  nlcht
absorblerende Materlal len geelgneto Der Durchnesser i les
Liehstrahl.s llegt bel ebwa 1nn und kann durch Zrtsatz-
optlk auf 25 Stn ein6eengt werd,en. Klelnere Detalls slnd,
nlcht erfaßbaro Der Meßtrereich llegt zwlschen 1nm uncl
2 ;rm. Die Berechnung von l)lcke und Breohungelnd,ex erfolgt
mit Hilfe von Reohnerprograno€Br Fitr größere Probenmengen
sLnd ertsprechentle automatlslerte Geräte tm nlneatz,
Xlne dlrekte Messung von Schlohtdlcken lst auch durch
neohanlsohes Antasten möglloh. Hochwertl6e Geräte erlauben
Messungen bls unter 100 nmr Dle Handhabung lst relatlv
konpl lz, lert .  nle Beschädigung cler 0berf läche ist bei
lelstungsfählgen Geräten gerlng, kann aber nlcht 'vö1119

ausgeschlo ss en wetden.



In der I ,.,xls wi-. i rI', ' dj lnat rlt "rer-

sohledenen Meßverfahren ln r:. ':tt von der konlcre'üen
Problemstellung eln Optlmum an A';fwand und Meßgenaulgkelt

erzielt. Dle Interferenamtkroskope vom Typ INTDIiPIIAKO
zeldrnen slch lnnerhalb dleser Gerätegruppe d,uroh
folgende Vortel le aus;
- Absolutrnessung durch Vergletch der Schlchtdtcke rnlt der

'lr?ellenlänge d,es etuges etzten llchtes
- Anwendbarkett verschleclener Yerfahren, dle sowohl

dt e schnelle Orientlerungsnessung (Strelfennethode),

als auoh f re Arbelt ln der Orößenorclnung cler
Anzelgeelnhelt (o,5 nm) beztigllch Fehter und Absolut-
wert ernögltctrer

- Meßbarkeit klelnster Stmkturdetalls ( 10 pm typlsohl
bis unter 1 /rm möglloh)

- Konbinati.on mit tlbllchen llohtntke"oskoplschen Teoh-
nlker (Kontrastlerung, BreJ.tenmessurlg, Fotometrle,
Mlkro fotografl e)
elnfache Hanclhabungl Meßwertgewlnnung uncl SchJ'cht-
dl* sr b eree,hnultg

- Untersuchungen an refl.ektlerenclen und a,;ch llcht-
durohlässlgar Schlctrten möglleh

0ptimale MeßergebnLsse erreJ.cht man mlt INTSRFHAKO-MIkros-
kopen nur unter bestLmmten Yoraussetzungen:

- Be1 d,ern in der Mehrzahl der Fülle elngesetzten Shearing-
Verfahren wlrd. eln Doppelbtld der Struktur zur Messung
benutzt. Gemessen lvlrd an Kanten, wobet verelnzelte
Stnrkturelenente oder Randlcanten ausgewählt werilen
sol l ten.

- Unterschledllohe lüaterlallen prägen dem lloht bel
Ref1exlon unterschleÖllche Phasenspritnge auf, sodaß
der gemessene Gangunterschted bls maxlmal 30 nn ab-
welehen kann. Fitr exa.kte Messun6en lvird cler entsprechende
Frcbenberelah beln Arbelter lm Aufllcht mlt elner
Metalls cbicht überzogen.
Ilel 0bJektlven hoher Apertur weloht der Ganguntersohled
zwlschen seakrechten und Randstra.hlen'vonelnander ab,
mdaß elne zu geringe Sctrlchtd,loke gemessen wlrde
Bevorzugt wlrd, deshalb etn Objekttv 12r5x oder tOx

elngesetzt (fenler < 1%) oder dle Aperturblende elngeengt.
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D.: Überlagerrng von LlchtweLlen ln einem bestlnmten Raun-
pr. ,1;t ka.nn J e nach PhasenLrye 3'\r Yerstärkungs oder Aus-

1ö sohungs effekt en fiihren,
Voraussetzung lst die Kohärenz der Llchtantelle: gLeiche

We1lenläuge, gleiche Schwingungsebeney gentigend larrge gleloh-

zelttge Slnwlrlnrngsd,auer unÖ nlch{zu große Dlvergenzwlnkel'

In der Mlkroskople welden dlese Bedlngungen von llchtstrahLenr

*le von gld elren Punkt iler Llclrtguelle ausgehen und keC.nen zu
großen Gmgunterschlecl besltzen, erfti l lt. Dle gesa^ute 811üent-

stehung lrr Mtkroskop bastert auf Interferenzeffekten.
Bei" Aufspaltung des llctrtes ln mlndestens zweL Antelle, dte

untersohtedllch beelnftußt werden (Ändenrng des Gangunter-

schledes) könnm nlt Hllfe von lnterferenznlkroskopen Gang-
unterecbled.e, Dldc en und Brechaa}Ien von ObJ ekten bestlnmt
werclen. Derartlge Oinrtohtungen existleren für Auflldrt-
(mlrau, linnlk baw. Mlchelson) rrnd frtr Durohllchtmlkroskope
(Jamln-rebedeff) bzw. lttr belde Verfahren (fwmnfnaxo)
(stehe Llteratur /3/t  /5/).
ns soil blertnur auf d1eINTBIiPHA-KO-Geräte aus der Serie der
JnNA-Uikrokope eln6egangen wercleno Ste zeiabnen slch durch
durch dle foLgenden Vorteile gegentlber d,en ancleren typen ausl

- I{utzung verschLetlener Interferenuverfahren (Shearingt

Interphakon bomogenes Fe1d, Interferenzstreifen)
- ntgitallsienrng clee l{eßwertes und Mögllahkelt der

obJ elctlv.en Messung
- Einsetzbarkett von $tandardobJektlven ( 613x 100x)

und lD-{tbJ ektlven (Bxr 16x, 25x)
- Variati.on der Aufspaltung belm Shearingverfahren zvrlschen

Auflösungsgrenze des Mlkroskops uncl car 500;rm.
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iite Interferenrmlkroskope IISNÄVSRf, JSNAVltl, und. J$NAP0I,

II{'FIT??ITIrvn h.*'len auf d.en Gnrnclstatlven der Aufllcht-,
'  .. trrrd, Polari.satlonp,-*:,,rschungsmtkroskope aus der

I ier te der J} , loskope 250-CF &irfr sod"aß elne Nutzung

des entsprechenden Zubehörsorttnents rnögllch ist*
AIs ll.chtquelle dlent elne 12\/100\'{*llalogenleuohte. in elnen
Ftlterrevolver können lnterferenzfllter zur ilrzeugung von
in*noohromattscbem Ltoht eingesetat werilen.

' .n : '  iezlel ler Interferenztubus mlt elnen mocLlf izterten
, 'r"*'i,, rnd€x-Interferometer wlrd auf das 'Gnrndstati-v auf-
gr. '  . ; t .  Eine erste ZtvlsohenabblLdung cles ObJektes 11e6t in
,dtesem Tubus noch vor r;lem Interferometer und gestattet es elne
i{albschattenplatte nlt cler. ObJ ektstruktur zu itberlagernc
Eln optiselres l iystem bl ldet die Austr l t tspupl l le der ObJe,kt ive
bzwo r11e Aperturblendenebene in d.as Interferometer ab.
nie optlmale Abbtldung in clas Interferometer unil damlt dle

chtbarkelt cler $paltblerden bel der .Iustlenrng wl:rd durch
:rschl"eben elnes lVinkelsplegels mittel"s Drehknopf gewähr*

le ls te t .
Im Interferometer wlrü das llcht ln zwei Strahlengänge auf-
' 'spaltetr dte getrennt beetnflußbar slnd (i(ndenrng cles Gang-
un'tersehiedes, RlohtungsJrrstlerung, seltLtolre Vereohlebung üo &.)
nas Yerstündnls cler rJ.chtigen Manipulation dleser $ellstrahlen-
giinge lm Zusamm,enspiel mtt d"en aperturbegrenzend-en ntnheiten lst

:  * Yoraussetzung fgr dle Bedienung dleser Geräte.
:-'"' ' -*,,1!glg!-e_S90plgge$e-9b!-9!9!d1ent zur deflnl erten Ände-

, ci. +ptlrchen Ganguntersolrtedes zwlschen belden Tel.l-
,. *rrlr soclaß dureh ll lnstellen bestlmruter Farben bzwo Helllg-

' ren' an den Referenzpunkten etne lllensung erfolgeo ksnn.

. ' ios ele!"t onlsohen Bedlenpult DrGrlm$. Ars klelnste ange-
nJ ; . t  s lnd 0r 5nn ablesbar.

',ü B:1pgpf egr ."fgq!13algg_Iltgep$eallgeg (linke Gerste-
' '; ' n dIe Strahlen6änge seltlich auei.nan,Je:: ,irrstlert.

d.er" rechten Oerätesette können ]IP$g&fep.gggll_e-qgg frir
*erirr{ _und in"berglg$g elnges etz* werden*
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i3
i: .iter enthalten d ertilcalJustlerun6

dle Interferenzstreifen und elnen Drehknopf fLir
-1,r' ' ' tr)l*ersohiedsänderungen bis zu I0 l 'rlellenlängen.

::;";-ctaufspartung dient am shearlngschleber eln tlrltter
. i lßr. ' : f  d.er '" ' , t f  der l lnken Geräteselte 11egt.

' i L:ir Äbstand, der Interferenzstretfen slnc1 varilerba^r.
:1j- ,c vertikare streifen mlt gerlngen Abstanrl ocler

'-laogenes Feld (Streifenabstand größer a1s das Okularsehfeld).
'for d''ql 0k1r1ai existiert noch eln zweites reelles Zwlschen-

a " l"r ?r- '; ieß atte* oder eln tr'adenkreuz den mikroskoplsohen
't 'en können. Zum 0kular gelangt d.er Stratrlen-

1n 'ßschaltbares Prlsma. lVlrd dleses prlsna nl. t
entspreohend.en Zugstange (tlntce Geräteseite) ausgeschaltetl

{r: ': rJ.ar .ticht direkt zuur tr'otoausgang oder wlrcl durch xln-
,i€'i ti. elnes zweiten Prismas (zugstange auf d.er reehten

$eräteselte) t tber c1le Velomet-Meßblenden zum 0kular geleltet.
ün llellfeldbeobachtungen hö chster Qualitat durchzuftlhren

* d.er Statrlengartg auch unter Umgehung des Interferenztubus
lrekt zurn Olcular oder zun Fotoausgang gereltet werd.en.

.Sbse€1!6:Islfebree
nuroh seltltches verschieben der belden Tellstrahlengänge
auelnand.er entsteht eln noppelbtrd. voraussetzung für die
'4essung tst elne ÜberJ.agerung der ObJ ekts'bruktur oder -kante

)' üer Ungebung baw. dem Unterg:nrnd.
:senden Gangunterschied erhäIt man d.urch Kompensatlon
ferenzeffekte (nuslenkung der fnterferenzstrelfen,

-:3Lzfarbe od.er llell lgkelt) 1nu Berelch cler Überlagenrng
' ' 'arnd untergnrnd zu d,en $ebleten der tlberragenrng

.'und t:t "b Unterg:unrlo
: t-r, ':taufspaLtun8 kann bls 3 mm 1m zwlschenbilcr oder Je
rh "' .rndeteru ObJ ekttv bls 0r 5 mm 1n der ObJ ektebene

sie wird so gewährt, daß dle rnterferenseffekte lm
,rnaltenen Bereioh nOch gUt erkennbar slnd.

,j;. . end der Aufspaltung wlrd dle Beleuohtungsspaltbrette
, e Gttterkonstanrte elngestel l t .

Je 'sh JustLenrng der belden Strah3.engänge zuelnand.er können

" erf erensstrelf en od,er honogenes tr'eld erzeugt welden.
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.ni.ehtdloke bel Auflichtmes$ungen

10

erglbt sictr a1s:

g; Gangunterschied

lst  noch der ,wel len-

ea,o 1% auf 100nm)

d"  =  B l c d.: Sciric:htdiuke

Bei höohster Genauigkett der lüessungeR

l*ing r,r atrhj,nelge Gerät efaktor: (Änderung
3 i - - -  : : r ! .  t r

,  bt:  ßrü wetfJem Llcht, f lnterferenzstreifen: Iül t  d.er Re-
trachtung d er Yerschlebung d.er clunklen Auslösohungsstrelfen
'.ix O.Intexferenzorclnung begtnnt jede li lessung. Der Gang-
untersohled vrlrd durch vleuelle Abscheitzung d,er Strelfen-
,*rsetaung od,er durch Yerschleben der Strelfen mlt dem
.\reßph ceh"leber gegenilber elnen StrLolü<reuz bestlnmt.
bel tlanrguriuerschieden größer a1s dle Lichtwellenlänge
kann der Anteil an Vlelfachen von Ä nur mlt dtesem Verfahren
' , 'ml.tteLt werilen.
welßes Lteht/honogenes Feld.: Nutzung des Purpur der ersten
Interferenzordnung als Referenzfarbe (trticnste Enpflndllch-
1-:lt des Auges für Farbänderungen), Kompensatlon mit den
, :ßphasenschieber
rnc, romatlsches llcht/Interferenastreifenl lhre Slchtbar-
kett 1m ganzen l,ereich rles Grobpha$enschiebers ermögllch'b

" üssung größerer Ganguntersohiede. Um dle ordnungsmäßlge
Orientlerung uu ermögltchen, wird. abwechselndnit welßem
und roonochromattsdrem lloht gea:rbeitet. ntn elnfacher
Yfeohsel lst bel Beleuchtung mit $palt und nonochromatLschen

-.cht der Wel1enlänge 589nm (orange) mögllcho
monochromattsob.es llcht/homogenes tr'eld: A1s Referenzstelle
, ' i rd .  t * - ,  ;e  Dunkelhe i t  der  ObJekts te l le  genutz t ,  vor te l l -
haft tst di e Verryenclbarkelt des wellenlängenabhänglgen
:'' }Tä+- rfa.ktors.

:rnochronatlsches ltcht/honoger es Felrl/Ilalbsohattenplatte:
,rru ObJekt wlrd. eLne zusätzllcb,e Phasens'bnrktur ilberlagert,

dl troh karrn als Meßpunkt glelohe Helllgkeit Ln nebenetnan-
'd.en Bildberelchen verwendet werclen.

ii i; i, -.Zusatselnrichtung: Ile Helllgkeitsd.i"fferens d.er
*;pttenplattenmethode wird ln eln elektrdsches Slgnal

,€ewandeJ.t, daß elnen wesentllch sohnelleren und genaueren
reidr ernögL1cht, Im Bereioh bis 40nn lst etn dlrekte

realtsl erbar.,1unt ers chL ed.s anz eig e



-'i-S,X0*Verfahren
. ! * - -h - -F

- ' : I  e lnern üer 'b ' '1 den tet lst : l : " -" "!r1ge wlrö mit t i l l le von

:zj" 
' 3n lIqflRPHAKO-Rlngbi :rien Strukturlnformation

*es ü i ir un: :rdrtlckt, sode : Hell. lgkettstnfor-

natts: (ungebeugtes Ilcht) dem zwelten Tel1b11d tlberlagert

vrlrn" Gn, i, lage ö1eses 'v..,rfahrens lst der puch belm Phasen-

konu. ', ,*i iö tre{nr z*rtralen }unkelfel4 qenutzte nffekt,

üaß in . ::r hinteren lJrennebene des Mircroskops HelLtgkel.ts-

und Strukturlnf oatlon (von ObJekt unbeelnflußtes und am
ObJekt ge :ugtes ,"rht) räumlieh getrennt vorllegea uncl

cinzeln naJ!.: '*l iert rverclen können. 31e ll lethode elgnet slch

nur tt lr k.l: i ' ' j : '1t ObJekte, t la sonst Randauf"..,] lungen dle lt leß-

ergebulsse verfäJ.schen können. Dle Maxlnalgröße llegt

.  zwisohen 25;rn (obJektiv 513x) und 116;rn (0uJektlv 100x).
Gangunterschledsmessungen werd.en w1e bel,m Shearln6ver- F

fahren durchgeflihrt

! lel lal x s 1 -elss& Ue&selb eliglellet l$__sq q_ gseruej er g p hl s9e-
lgreghng4g

Der entscheldende Vorzug cler neuen INTER?IIAKO-Mlkroskope
1st dle digttale Anzelge der MeßphasenschlÖerstel lung auf
dern zur Grund.ausrilstung gehörenclen ltedienpult IIGIMIN.
Duroh Tastendnrck kann elner der belden Referenzpunkte als
Nullpunkt deftnlerb vrerden. Bel tlberstchtsmessungen lst der
Gangunterschled. sofort ablesbar. Für exakte Meßergebnlsse
nuß der angezeigte Wert nooh mlt d.em un 1 bls Zdh abwelchen-'
n 's ?i :,"1en1'ngenabh&ingigen Falctor nultlpltzlert werden.
;. fornatlonen tiber dle Reproduzlerbarkeit lnterferenzmj.kro-

rrplscheir l ltessungen lassen sloh nur cluroh stattstlsche
,*yse cler Meßd,aten ernltteln. Hlerftir kann das DLGIMIN

drgen elne Auswerteelnhelt RrtARMnr 2 ausgeta.rsoht werden.
as RBTARIJIEf ? bereohnet außer den Mlttelwert i dle Stantlard-

j"cl- .r@._dgn-Vertrauen;:" *r€1ch d .

ffi *=,",s_
{E-

s Vertrauensbereich wlrd der V{ert angegeben um den d.er
€ , :t"t :m gemessenen maxlslal abwelchen kantr

i.e1 elner ror8egebenen -$lcherhelt vön gSqb). Iabel geht neben
,l.er Anzahr (ler n4.' 'cun8erl eln tr 'akt.or t- eln, der oi.e Abweichung



'12
:  l - ,  - 4I  r -  ' :  , i i '  ' '  ör:r  üi i i  k i r i r ; ,  " i is.Ohpf0benümfang

ilosifa,t';,' ,.*teLj.ung entspreü cler Student-oder
;rt e1lung b erticlcsl chtlgtr
fdessungen: trr= 1217 5 Messungenr tn=2r ?8

10 ä,iesrungen: trr= 2123 100 Messungen to 2r0)
-- ' e -:1 ' "'rL8 kann aia BSTAI?MET 2 eln dtgttaler Meßtubus oder
+:tn ':urmeßf,tihl 'r angeschlossen werd.en.
nle eßÖaten werden autonatlson mit den verfahrensbed.lngten

i nhfaktoren nultipliziert und angezelgt bzw" ilber elnen
,]:r ;;.ri ! geg eb en w erd en (v 24 /RS2J2 *Scluaitt s t ell e) .

Ar ., fi.tr pr",J..c.Tlsti.onsnlkroskoptsohe Kompensatornessungen
ü,', "it '1,- - -'x'1. i?:.' _ 2 dl e entsprechenrlen Meßprograrllrr€o

Längenmessungen

I. , Augc!.ehnung iler Strukturen ln der Blldebene kann m1t
- 0kularrneßplatten ln Meßsobleber (ln Grundausrtlstung)

monokularen Meßtubus (tUensohraubenokular)
-" binokularen ir/leßtubus (n1t REIARMEtf 2)dlgltalisierbar)

r. :-inr&t werd,en
-iehr kleine tängen lassen slch lm fihearing*Ve;"fahren durob.
::üf : :  -um dle ObJektgröße und Äusmessen des Interferenz-
..,*',:ifeua-;taniles ln der hinteren Srennebene nlt hoher
.? olroduaierbarkelt ü€ss €Rc

, K 1 f CL =a i t=f r i

:ende Länge K: wellenlängen- und vergrößenrngs-
oL: Abstanrd der Inter- abhängige Konstante

*orensgtrel fen

,': 1 Sgg5yf.g&Sf mSE sggsgg

*ngswinkeL von 0berflächen (7,.ß. vun Sohr&i6sclrltffen)
;h cluroh glelehzeltlge Messung von Aufspaltung und.

,* ln $hearlngverfahren ermltteln.

i€ (=-g
Za

nl"rlg::r, **'x"lnke1 der Oberflptche ln Aufspaltungsrtchtung
;ngüI;  

-  
ted

G'r. ;. ie d.er ' 
,fspaltung (slehe lf lessung kleiner l;fngen)



1J

ägeb,eustsgeL4-eg-{E$A:S,iSgg.sEi "' -.:t-3gp*tJ*:! }iggi.

Je---9rt&g6etä!e Aqileüleqöettshbstls
r interorr.ako ; ;;;;;;**u""ou-1.1. Jl  

-A1I: - [  interPhako

..,** l toht) kontraetmlkroskople (1.2. auch

Besto-r lrr  :  30043?z?61'2Q/7 Phasenkontrast)

1.2. .IISAVAI lnterphako Messung von Oangunterschleden:
, , /
(nur@llcht) str€C.fenversetzung vtsuell

Bestel ,rl : 300437 t661.2o/7 abschlitzel (tSo ntn)
1.3.. ,yi :APt interphalco Strelfenversetzung nlt Meßpha-

(Dur*r l lchtrAufl lcht) senseh.leber best lmmen (t tO.".20nm)

SesteLlnrr 3 "- Messung lna hornogenen FeLd (welßes

1.4, IurctrLlcntelnr. für l,lcht) (t e.. ' 10nm)

JENAVTRT tnterphako - Messung nlt HaLbsohattenplatte
(monoahr. I , loht) ( t  t .o,5nm)

e. --Q.bl elttvlsr!-e MSgggg-

}lnrla[tung ltEtOME! 2 -elektrontsohe Konpensations-

Bestellnr, : n0471190 1.21 /8 anzelge (Yerkttrzung der Meßzel,t'
gerlngere'Belastung ctes Messenden)

- bls 40nn direkte Ganguntersohleds-

anzelge ( t  Or5 ' . .2nn)
Photonetr le (Ufs mlnlmal Or1%
leflexlon oder fransnlsslon)

3, Äg!ggg!lggtrg-9+g$n!gg- - automatlsche t{ultlpltkatlon der

SSlrl.SögJgr,eghggg,g ugg der MeßergebnLsse mtt elnem

-SS€gS$ggle:hlgttk elnsesebenen }aktor

Blnrlihtung RBTERDTET z 
-Berechnun6,ffi":1'-

pastel lnr.  :  300471: 500. 21/0 "Y: :  =I  l i  (x --  xt)  / (n-1)
und. YertrauensbereC" oh I

ö :  f , r  s  / ' ( ;
- KoppLung mlt rmoker (vaA-Sotrnltt-

stel,Ie)nög1i.ch



x4I r#gg$95gg8ff,9E-1s-*gI :rgggllg!&ellSg
ggJ.eEl ehese
btnokulare Dleßelnriehtung blnokulare Messung mlt Okular-

3esb11nr.:  3004631 301.21/2 messscbraube (bzw. Meßplatten)
Dtgltallsl emng unrl Meßreihensta-
t ist j .k mit 3,mög1Lch

5-:_U1&s9 fqlsesefle
Xinrlchtung mf-AKS 24x36 autonatlsche Bellohtung uncl
a.rtomatlo 2 pol-rnot Fllnrtransport von Klelnblldfllmen

Beste lhro 3 39 0460 z  645,21/2 ml t  ProJ ekt lven 3;221,  4z 1,  51 1
uncl Bertranclsysten

5. Obldctversohlebungr mo-

torLssh 
r

Elnrlchtung ülr statl- prugxamlerbare notorlsohe ObJekt-

stlsche Verfahren uncl versohlebung ln X-und Y-Rlchtune
Koordlnatenfind.ung (75 mm x 25 oor Sotrrlttwelte: l0prm)

Bestel l . r l rr  !  3AA463t 802.21/5

Autor: Vfolfgang l)egel
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buch rler Mlkroskople, TSB Verlag Teohnlk, Berlln 1977
( 3. Auflage l{rsg.: Riesenberg ln Vorbereltung)

4. Gebrauchsanleltung JENAVAL lnterph.rkoäINAtERT lnterphako
llmckschri.ften-Nro 30-G0320. Kombtnat WB Carl Zelss JENA

5. Beyer, H.: Zur pralcttschen lurchfithrung interferenz-
nlkroskoplscher lüessungen an Oberflächen, insbesondere
ln llalbleitertechnlk und Inlkroelektronik
ln: JTNATR RUNDS0HAU 2? (tgZD 6 5.2??-2BO

6. lf erl lcb, R. ur &o 3 nlgltalkompensator Retarnet 2 fi lr

,J l '  i"arisatlons- und Interferenzmlkroskope

in: JnNAnR RUNISffIAU 32 (ßAl) 1 S. 18-20

:, i?äbel, Kr üo&rt Dlnfluß iLer Beleuchtungsapertur auf
int erf erenzmikro skopische Il l  essungen
4-nr JANASR RUNDSOHAU 32 ( tggZ) 2 r i .  66*68

B. Schi i fer ,  i { .  r l r  Ter1ecki l  Got Halblel terpr i t füügo l tcht-

rd. ltast erel ek'bronmmlkro skopt e
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